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Polovoditové soucéstky - CSN
Mikroelektromechanické soucastky - EN 62047-25

Cést 25: MEMS zhotovené technologii na bazi

kremiku - Metoda méreni pevnosti pri namahani 358775

tah-tlak a ve smyku pro mikrooblast pripojeni

idt IEC 62047-25:2016

Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -

Part 25: Silicon based MEMS fabrication technology - Measurement method of pull-press and
shearing strength of micro

bonding area

Dispositifs a semiconducteurs - Dispositifs microélectromécaniques -

Partie 25: Technologie de fabrication de MEMS a base de silicium - Méthode de mesure de la
résistance

a la traction-compression et au cisaillement d,une micro zone de brasure

Halbleiterbauelemente - Bauelemente der Mikrosystemtechnik -

Teil 25: Siliziumbasierte MEMS-Herstellungstechnologie - Messverfahren zur Zug-Druck- und
Scherfestigkeit gebondeter

Flachen im Mikrometerbereich

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 62047-25:2016. M4 stejny status jako
oficialni verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62047-25:2016. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje zkusebni metodu in-situ (na misté) zaloZenou na vzorovych technikach
k méreni prilnavosti mikrooblasti, které jsou vyrobeny mikroobrabéci technologii, ktera se vyuziva
v mikroelektromechanickych systémech (MEMS) na bazi kremiku.

Norma je pouzitelna k méreni pevnosti pri namahani tah-tlak a ve smyku pro mikrooblast pripojeni,
vyrobenych mikroelektronickymi technologickymi procesy a dalsimi mikroobrabécimi technologiemi.

Mikro ukotveni, upevnéné na substratu pomoci mikrooblasti pripojeni, poskytuje mechanickou
podporu pohyblivé snimaci/ovladaci funkcni komponenté v soucastkach MEMS. Se starnutim
soucastek se stava zavaznéjsi degradace pevnosti pripojeni vlivem defektt, necistot

a nerovnomérnym tepelnym namahdnim na pripojovaci plose. Norma nepotrebuje slozité pristroje
(jako je mikroskopie skenovaci sondou a zhotovovéani nano-zarezi) a to ani k pripravé zkusebniho
vzorku.

Vzhledem k tomu, Ze zkuSebni sestava uvedend v této normé muze byt implantovéna pri zhotoveni



zarizeni jako standardni detek¢ni vzor, miZe tento dokument poskytnout most, na jehoz zékladé
muze vyrobce navrharum poskytnout néjaké kvantitativni reference.

Néarodni predmluva
Informace o citovanych dokumentech

IEC 62047-1 zavedena v CSN EN 62047-1 ed. 2 (35 8775) Polovodi¢ové soucastky -
Mikroelektromechanické sou¢astky - Cast 1: Terminy a definice

ISO 10012 zavedena v CSN EN ISO 10012 (01 0360) Systémy managementu méreni - PoZadavky na
procesy méreni a mérici vybaveni

Vysvétlivky k textu této normy

V ptipadé nedatovanych odkazti na evropské/mezindrodni normy jsou CSN uvedené v ¢lanku
»Informace o citovanych dokumentech” nejnovéjsimi vydanimi, platnymi v dobé schvaleni této normy.
Pri pouZzivani této normy je treba vzdy pouzit takova vydani CSN, ktera prejimaji nejnovéjsi vydani
nedatovanych evropskych/mezinarodnich norem (vCetné vSech zmén).

Upozornéni na narodni prilohu

Do této normy byla doplnéna narodni priloha NA, ktera obsahuje preklad kapitoly 3 mezinarodni
normy.

Vypracovani normy
Zpracovatel: Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi, IC 48135267
Technicka normalizacni komise: TNK 102 Soucdastky a materidly pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovnik Utadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi: Ing. Jan Ktivka

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



